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Dziatalno$¢ prowadzona/ | Wzorcowanie / Calibration:
Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”

. - . 3.01 ph

w statej lokalizacji (S) i/lub 3.02 przewodnos$é elektryczna wiasciwa (konduktometria)
poza nig (P)/ at permanent | g 01 glugosé, 6.02 kat, 6.03 dlugos¢ (geometria powierzchni)
location (S) and/or outside 7.01 napiecie DC, 7.02 prad DC

of permanent location (P) 7.03 napiecie AC, 7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC, 7.06 rezystancja AC

7.07 impedancja

7.09 pojemno$¢

7.14 wysokie napiecie i prad

7.15 elektryczna symulacja wielkosci

10.01 czas (przedziat czasu), 10.02 czestotliwosé

12.01 sita, 12.02 moment sity

13.01 twardos¢

14.02 wilgotno$¢ wzgledna

15.01 masa (wagi)

17.01 cisnienie

19.01 temperatura (termometria elektryczna)

19.03 temperatura (termometria radiacyjna)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

Labortronic Laboratoria Wzorcujgce Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Spétka Komandytowa

ul. | Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biata

. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miarl Zakr miarow . d
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
PH
Pehametry S Procedura wewnetrzna
-ph 0do 14 0,003 IIF/2
- hapigcie state -1999 mV do 1999 mV 0,2 mV
Metoda elektryczna
Przewodnos¢ elektryczna witasciwa (konduktometria)
Konduktometry 1 puS/cm do 9,99 puS/cm 0,16 % S Procedura wewnetrzna
0,01 mS/cm do 500 mS/cm 0,11 % IIFI3
Metoda elektryczna
Dlugosé
Czujniki analogowe o wartosci dziatki 0 mm do 5 mm 0,7 ym S Procedura wewnetrzna
elementarnej 1 um 1/D/I11
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki analogowe o wartosci dziatki 0 mm do 3 mm 3,5um S,P Procedura wewnetrzna
elementarnej 0,01 mm 0 mm do 10 mm 3,5um 1/D/4
0 mm do 50 mm 4,0 ym
Metoda bezposrednia za
pomoca gtowicy
mikrometrycznej
Czujniki analogowe o wartosci dziatki 0 mm do 10 mm 2 pm S Procedura wewnetrzna
elementarnej 0,01 mm 0 mm do 100 mm 3um 1/D/11
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki analogowe z uchylnym -1 mm do 1 mm 0,7 ym S Procedura wewnetrzna
trzpieniem o wartosci dziatki 1/DI15
elementarnej 1 um
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki analogowe z uchylnym -1 mm do 1 mm 0,7 ym S Procedura wewnetrzna
trzpieniem o wartosci dziatki 1/DI15
elementarnej 0,002 mm
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki analogowe z uchylnym -1 mm do 1 mm 1,3 ym S Procedura wewnetrzna
trzpieniem o wartosci dziatki 1/DI15
elementarnej 0,01 mm
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci <1 um 0 mm do 50 mm 0,8 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 100 mm 1,4 pm 1/D/I11
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 1 um 0 mm do 50 mm 1,4 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 100 mm 2,1 ym 1/D/I11

Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miar Zakr: miarow A i
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,01 mm 0 mm do 13 mm 2,8 ym S,P Procedura wewnetrzna
0 mm do 27 mm 2,8 ym 1/D/4
0 mm do 50,8 mm 3,1 um
Metoda bezposrednia za
pomoca gtowicy
mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,01 mm 0 mm do 100 mm 8,5 um S Procedura wewnetrzna
1/D/11
Metoda bezposrednia za
pomocy przyrzadu do
wzorcowania czujnikéw
Dalmierze laserowe Omdo5m 0,9 mm S Procedura wewnetrzna
O0mdo30m 1,0 mm 1/D/22
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
przymiaru sztywnego
oraz dalmierza
wzorcowego
Folie wzorcowe 0 mm do 4 mm Q[1,4; 1,2 L] pm S Procedura wewnetrzna
L — wielko$¢ mierzona (mm) 1/D/25
Metoda poréwnawcza za
pomoca czujnika
optycznego oraz ptytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe 0 mm do 20 mm 1,0 ym S Procedura wewnetrzna
o rozdzielczosci 0,001 mm 0 mm do 50 mm 1,2 ym 1/D/16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe 0 mm do 50 mm 7,2 ym S Procedura wewnetrzna
o rozdzielczosci 0,01 mm 1/D/16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 10 mm 0,6 um S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,001 mm 0 mm do 20 mm 0,7 ym 1/D/16
0 mm do 50 mm 1,0 ym
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 20 mm 1,6 ym S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,01 mm 0 mm do 50 mm 1,8 ym 1/D/16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze mikrometryczne 0 mm do 25 mm 1,3 um S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,5 ym 1/D/18
50 mm do 75 mm 1,8 pm
75 mm do 100 mm 2,1 um Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 2,5 pum z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 2,8 ym wzorcowych
150 mm do 175 mm 3,2 ym
175 mm do 200 mm 3,5um
200 mm do 225 mm 4,0 ym
225 mm do 250 mm 4,2 ym
250 mm do 275 mm 4,7 ym
275 mm do 300 mm 5,0 um
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Zakres akredytacji Nr AP 045

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Glebokosciomierze suwmiarkowe

0 mm do 150 mm
0 mm do 300 mm
0 mm do 600 mm

8 um
11 ym
18 ym

S

Procedura wewnetrzna
1/D/I3

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
plytek wzorcowych

Procedura wewnetrzna
1/D/3_2
w oparciu o
PN-EN ISO 13385-
2:2020-10

Gtowice mikrometryczne

0 mm do 50 mm
0 mm do 100 mm

1,0 ym
1,0 ym

Procedura wewnetrzna
1/D/38

Metoda bezposrednia za
pomoca
dlugosciomierza
poziomego

Grubosciomierze czujnikowe
z czujnikiem o rozdzielczosci 0,001 mm

0 mm do 5 mm
0 mm do 50 mm

1ppm
1,3 ym

Procedura wewnetrzna
/D14

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Grubosciomierze czujnikowe
z czujnikiem o rozdzielczosci 0,01 mm

0 mm do 50 mm

6 um

Procedura wewnetrzna
/D14

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Grubosciomierze czujnikowe
z czujnikiem o wartosci dziatki
elementarnej 0,001 mm

0 mm do 5 mm

0,6 um

Procedura wewnetrzna
/D14

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Grubosciomierze czujnikowe
z czujnikiem o wartosci dziatki
elementarnej 0,01 mm

0 mm do 20 mm
0 mm do 50 mm

1,3 ym
1,5 ym

Procedura wewnetrzna
/D14

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Grubosciomierze ultradzwigkowe

0,5 mm do 75 mm
0,5 mm do 100 mm

2,5 um
3,0 um

Procedura wewnetrzna
1/D/23

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych lub
wzorcow schodkowych

Macki czujnikowe do pomiaréw
wewnetrznych

2 mm do 100 mm
101 mm do 180 mm

2um
3um

Procedura wewnetrzna
1IDI17

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Macki czujnikowe do pomiaréw
zewnetrznych

0 mm do 100 mm

2um

Procedura wewnetrzna
1IDI17

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Mierniki do pomiaru grubosci powtok

0 pm do 24 pm
0 um do 500 ym
0 um do 1600 pm

1,6 ym
1,9 ym
2,5 um

Procedura wewnetrzna
1/D/23

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem folii
wzorcowych lub plytek
ceramicznych

Wersja strony: A

Wydanie nr 26, 12.05.2025r.  str. 4/17




PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Mikrometry laserowe 0 mm do 25 mm 0,35 ym S, P Procedura wewnetrzna
1/D/31
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
wateczkoéw wzorcowych
Mikrometry wewnetrzne 5 mm do 55 mm 1,2 ym S Procedura wewnetrzna
1/ID/2
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 25 mm 1,0 pm S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,5 ym 1/D/2
50 mm do 75 mm 2,2 ym
75 mm do 100 mm 2,9 uym Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 3,5um z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 4,2 ym wzorcowych
150 mm do 175 mm 4,9 ym
175 mm do 200 mm 5,5 ym
200 mm do 225 mm 6,2 ym
225 mm do 250 mm 6,8 ym
250 mm do 275 mm 7,5 ym
275 mm do 300 mm 8,2 ym
Pierscienie wzorcowe 1 mm do 14 mm 0,8 um S Procedura wewnetrzna
14,1 mm do 50 mm 1,0 ym 1/D/12
50,1 mm do 90 mm 1,1 ym
90,1 mm do 150mm 1,3 ym Metoda bezposrednia za
150,1 mm do 200 mm 1,7 ym pomoca
200,1 mm do 280 mm 2,1 um dlugosciomierza
poziomego lub metoda
poréwnawcza
z zastosowaniem
pierscienia wzorcowego
Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne do 80 mm 1,5 ym S Procedura wewnetrzna
- odchytka od dtugosci nominalnej 1/D/19
Metoda poréwnawcza za
pomoca czujnika
optycznego oraz ptytek
wzorcowych
Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2) 0,5 mm do 100 mm Q[0,056; 0,84 - L] um S Procedura wewnetrzna
- stalowe L — wielko$¢ mierzona (m) 1/D1
Plytki wzorcowe (klasy 1, 2) oparta na
- ceramiczne PN-EN ISO 3650:2000
Metoda poréwnawcza za
pomoca komparatora
dwuczujnikowego
Plytki wzorcowe (klasy 1, 2) 125 mm do 500 mm Q[0,22; 0,54 - L] pm S Procedura wewnetrzna
- stalowe 1/D/40
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda poréwnawcza za
pomoca
dlugosciomierza
poziomego
Przedtuzacze do srednicowek 0 mm do 100 mm 0,7 um S Procedura wewnetrzna
mikrometrycznych dwupunktowych 100 mm do 200 mm 2,1 ym 1/D/39
200 mm do 300 mm 2,3 um
300 mm do 400 mm 2,7 ym Metoda posrednia
400 mm do 500 mm 3,2um za pomoca
dlugosciomierza
Przymiary pétsztywne 0 mm do 5000 mm Q[0,16; 0,015 - L] mm S Procedura wewnetrzna

L — wielko$¢ mierzona (m)

I/D/24

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
przymiaru sztywnego

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 045
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarow Niepewnos¢ Miejsce Metoda pomiarowa
P P y pomiaru dla CMC dziat. P
Przymiary sztywne 0 mm do 1500 mm Q[0,079; 0,006 - L] mm S Procedura wewnetrzna
L — wielko$¢ mierzona (m) 1/D/26
0 mm do 5000 mm Q[0,1; 0,006 - L] mm Metoda poréwnawcza
L — wielko$¢ mierzona (m) z zastosowaniem liniatu
cyfrowego lub
przymiaru sztywnego
Przymiary wstegowe 0 mm do 5000 mm Q[0,09; 0,015 - L] mm S Procedura wewnetrzna
L — wielko$¢ mierzona (m) 1/D/10
5000 mm do 15000 mm Q[0,16; 0,015 - L] mm Metoda poréwnawcza
L — wielko$¢ mierzona (m) z zastosowaniem
przymiaru sztywnego
Przyrzady suwmiarkowe specjalne: S Procedura wewnetrzna
Spoinomierze suwmiarkowe 1/D/28
- spoiny na ptaszczyznie 0 mm do 10 mm 0,01 mm
- spoiny w narozach 0 mm do 10 mm 0,02 mm Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz
wateczkow
pomiarowych
Spoinomierze S Procedura wewnetrzna
- wysokos¢ spoin czotowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm 1/D/28
- wysokos¢ spoin pachwinowych 0 mm do 20 mm 0,06 mm
- grubos¢ spoin pachwinowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm Metoda bezposrednia
- szerokos¢ spoin czotowych 0 mm do 60 mm 0,12 mm z zastosowaniem plytek
- gtebokos¢ podciecia 0 mm do 10 mm 0,028 mm wzorcowych oraz
- szerokos¢ szczeliny 0 mm do 10 mm 0,12 mm wateczkow
pomiarowych
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe 3 mm do 90 mm 3,2um S Procedura wewnetrzna
walcowe 1/DI37
Metoda posrednia
za pomoca
dlugosciomierza
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe 1 mm do 100 mm 3,3um S Procedura wewnetrzna
walcowe 1/D/43
Metoda posrednia
za pomoca
dlugosciomierza
Sprawdziany specjalne 0 mm do 1 mm 2,9 um S Procedura wewnetrzna
1 mm do 100 mm 3,4 pm 1/DI4AT
0 mm do 250 mm 4,1 ym
Pomiar diugosci przy
uzyciu
wspotrzednosciowej
optycznej maszyny
pomiarowej
Sprawdziany stozkowe do otworow 3 mm do 60 mm 6,1 ym S Procedura wewnetrzna
Szczelinomierze klinowe 0,5 mm do 60 mm 6,6 um 1/D/44
Metoda bezposrednia za
pomoca mikrometru lub
pierscieni wzorcowych
Sprawdziany ttoczkowe 0 mm do 40 mm 0,8 ym S Procedura wewnetrzna
40 mm do 60 mm 0,9 um 1/D/20
60 mm do 80 mm 1,1 ym
80 mm do 100 mm 1,2 ym Metoda bezposrednia za
pomoca
dlugosciomierza
poziomego

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Suwmiarki 0 mm do 150 mm 8 um S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym 1/D/3
0 mm do 600 mm 18 uym
0 mm do 1000 mm 29 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
plytek wzorcowych
Procedura wewnetrzna
1/D/3_1
w oparciu o
PN-EN ISO 13385-
1:2019-12
Szczelinomierze 0,005 mm do 2 mm 2 pm S Procedura wewnetrzna
1/D/6
Metoda bezposrednia za
pomoca czujnika
cyfrowego
Srednicéwki czujnikowe tréjpunktowe 6 mm do 10 mm 2,3 um S Procedura wewnetrzna
10,1 mm do 20 mm 2,5 um 1/D/I13
20,1 mm do 40 mm 3,7 um
40,1 mm do 70 mm 2,7 ym Metoda bezposrednia
70,1 mm do 250 mm 4,1 ym z zastosowaniem
pierscieni wzorcowych
Srednicéwki mikrometryczne 4 mm do 10 mm 2,3 ym S Procedura wewnetrzna
tréjpunktowe 10,1 mm do 20 mm 2,5 um 1/D/13
20,1 mm do 40 mm 3,7 um
40,1 mm do 70 mm 2,7 ym Metoda bezposrednia
70,1 mm do 250 mm 4,1 ym z zastosowaniem
pierscieni wzorcowych
Srednicowki czujnikowe z czujnikiem 0 mm do 18 mm 1,3 um S Procedura wewnetrzna
analogowym o wartosci dziatki 18 mm do 160 mm 3,4 uym 1/D/5
elementarnej 0,001 mm
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Srednicowki czujnikowe z czujnikiem 0 mm do 18 mm 3,3um S Procedura wewnetrzna
analogowym o wartosci dziatki 18 mm do 160 mm 4,8 ym 1/D/5
elementarnej
0,01 mm Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Srednicowki czujnikowe z czujnikiem 0 mm do 18 mm 2,5 um S Procedura wewnetrzna
cyfrowym o rozdzielczosci 0,001 mm 18 mm do 160 mm 4,2 ym 1/D/5
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Srednicowki czujnikowe z czujnikiem 0 mm do 18 mm 9,2 ym S Procedura wewnetrzna
cyfrowym o rozdzielczosci 0,01 mm 18 mm do 160 mm 9,7 ym 1/D/5
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Srednicéwki mikrometryczne 0 mm do 75 mm 1,0 pm S Procedura wewnetrzna
dwupunktowe 75 mm do 250 mm 2,0 ym 1/D/I35
250 mm do 400 mm 3,0 um
400 mm do 500 mm 3,2 um Metoda bezposrednia za
pomoca
dlugosciomierza
Poziomego
Transametry zakres czujnika: £ 140 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 150 mm 0,4 um 1/D/29
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miarl Zakr miarow R ?

Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Wateczki pomiarowe S Procedura wewnetrzna
- do gwintow 0,170 mm do 6,350 mm 0,3 um 1/D/21
- do kot zebatych 1,7 mm do 17,0 mm 0,3 um
- do otworow 0,05 mm do 30 mm 0,3 um Metoda bezposrednia za

pomoca
diugosciomierza lub
mikrometru laserowego
Wysokosciomierze cyfrowe 0 mm do 1000 mm (2+3-L)um S,P Procedura wewnetrzna
1/D/41
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 8 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym 1/D/3
0 mm do 600 mm 18 uym
0 mm do 1000 mm 29 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
plytek wzorcowych
Procedura wewnetrzna
1/DI3_3
w oparciu o
PN-EN ISO 13225:2012
Wzorce tukéw kotowych 0,1 mm do 25 mm 3,0 ym S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 3,2um 1/D/45
50 mm do 100 mm 3,4 pm
Pomiar diugosci przy
uzyciu
wspotrzednosciowej
optycznej maszyny
pomiarowej
Wzorce nastawcze do wymiarow 0 mm do 100 mm 0,7 pm S Procedura wewnetrzna
zewnetrznych 100 mm do 200 mm 2,1 ym 1/D/34
200 mm do 300 mm 2,3 um
300 mm do 400 mm 2,7 um Metoda posrednia
400 mm do 500 mm 3,2um za pomoca
dlugosciomierza
Wzorce schodkowe do grubosciomierzy 0,5 mm do 100 mm 3 pm S Procedura wewnetrzna
ultradzwiekowych 1/D/32
Metoda bezposrednia za
pomoca
dlugosciomierza
Kat
Katomierze cyfrowe 0° do 360° 1,2' S Procedura wewnetrzna
1/D/I9
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
katowych
Katomierze uniwersalne (4 x 90)° 3 S Procedura wewnetrzna
Katomierze traserskie 0° do 360° 3 1/D/9
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
katowych
Katowniki 90° dwuramienne dtugos$¢ ramienia: S Procedura wewnetrzna
40 mm do 500 mm 5um 1/D/8

Metoda posrednia
z zastosowaniem
katownika walcowego
i ptytek wzorcowych
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Zakres akredytacji Nr AP 045

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Poziomnice cyfrowe

+90°

0,05°

S

Procedura wewnetrzna
1/D/33

Metoda posrednia
z zastosowaniem liniatu
sinusowego oraz plytek
wzorcowych

Poziomnice linialowe
- btad wartosci dziatki elementarnej
- blad ustawienia wskazania zerowego

0 mm/m do 1 mm/m

0,0033 mm/m
0,14 dz.elem.

Procedura wewnetrzna
1/DI27

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
poziomnicy cyfrowej

Przyrzady suwmiarkowe specjalne
Spoinomierze suwmiarkowe
- kat spoinomierza

0° do 160°

3,3

Procedura wewnetrzna
1/D/28

Metoda bezposrednia za
pomoca katomierza
uniwersalnego

Spoinomierze
- kat ukosowania

0° do 160°

0,58°

Procedura wewnetrzna
1/D/28

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
katowych

Sprawdziany specjalne

0° do 360°

0°15’

Procedura wewnetrzna
1/D/4T

Pomiar kata przy uzyciu
wspotrzednosciowej
optycznej maszyny
pomiarowej

Diugos$é (geometria powierzchni)

Ptaskie ptytki interferencyjne
- odchytka ptaskosci

@ do 100 mm

0,04 ym

Procedura wewnetrzna
1IDI7

Metoda posrednia
z zastosowaniem plaskiej
ptytki interferencyjnej

Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne
- odchytka ptaskosci
- odchytka rownolegtosci

dlugosc¢ ptlytki
od 11 mm do 80 mm

0,06 pm
0,26 ym

Procedura wewnetrzna
1/D/19

Metoda posrednia
z zastosowaniem plaskiej
ptytki interferencyjnej
oraz
za pomoca czujnika
optycznego

Ptyty pomiarowe
- odchylenie od ptaskosci

200 x 200 mm do 630 x 400 mm
1000 x 630 mm do 2500 x 1600 mm

1,5 ym
3,1um

Procedura wewnetrzna
1/D/30

Metoda posrednia
za pomocg poziomnic
réznicowych

Profilometry stykowe

Pt: 0 um do 12,03 ym

0,056 um

0 ym do 0,062 ym
0 ym do 0,300 ym
0 ym do 0,574 ym
0 ym do 0,66 pm
0 ym do 0,96 pm
0 um do 2,77 pm

Ra:

0,008 um
0,010 uym
0,010 uym
0,030 um
0,048 um
0,143 um

0 ym do 0,93 pm
Rz: 0 ym do 3,010 ym
0 um do 9,67 pym

0,028 um
0,191 uym
0,520 um

Rmax: 0 ym do 3,02 pm

0,092 um

Procedura wewnetrzna
1/D/42

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
wzorcow chropowatosci
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Napiecie DC
Mierniki napiecia analogowe 0 mV do 60,0 mV 0,0036 mV S Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe 60 mV do 200 mV 0,0062 % I/ENM
Multimetry 0,2Vdo4,0V 0,0035 %
Mierniki parametrow sieci 4Vdo20V 0,0020 % Metoda bezposrednia
20V do 1000 V 0,0035 %
Mierniki parametrow sieci energetycznych 40 V do 200 V 3,0 % S Procedura wewnetrzna
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 200 V do 500 V 1,4 % I/E/2
500 V do 1000 V 1,2%
Metoda bezposrednia
Prébniki przebicia 40V do 200V 3,0 % S Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia przebicia 200 V do 500 V 1,4 % IE/4
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 500 V do 1000 V 1,2%
1 kV do 6 kV 1,5 % Metoda bezposrednia
Kalibratory 0 mV do 60 mV 0,0018 mV S Procedura wewnetrzna
Zasilacze 0,06 Vdo 100 V 0,003 % I/E/3
Zrédta wzorcowe 100 V do 1000 V 0,005 %
Metoda bezposrednia
Mierniki napigcia analogowe 0Vdo20V 0,00013 - U+ 0,4 mV P Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe U - wielko$¢ mierzona (V) I/ENM
Multimetry
Metoda bezposrednia
Prad DC
Mierniki pradu cyfrowe 0 pA do 100 pA 0,030 A S Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu analogowe 100 pA do 300 pA 0,030 % I/EN
Multimetry 0,3 mA do 200,0 mA 0,020 %
0,2Ado2,0A 0,030 % Metoda bezposrednia
2Ado30A 0,062 %
Mierniki cegowe 4Ado18A 0,20 A S Procedura wewnetrzna
18 Ado 160 A 1,1 % IIEN
160 A do 1500 A 0,8 %
Metoda bezposrednia
Mierniki pradu analogowe 0 mA do 20 mA 0,00055 - 1+ 2,5 pA P Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe I - wielko$¢ mierzona (A) I/ENM
Multimetry
Metoda bezposrednia
Mierniki parametréow sieci energetycznych 1 mA do 30 mA 0,5 mA S Procedura wewnetrzna
(prad ciaggtosci obwodu) 30 mA do 320 mA 1,6 % I/E/2
Metoda bezposrednia
Kalibratory 0mAdo1mA 0,5 pjA S Procedura wewnetrzna
Zasilacze 0,001 Ado1A 0,05 % I/E/3
Generatory 1Ado3A 0,15 %
Zrédta wzorcowe Metoda bezposrednia
Zrédta pradu statego
Napiecie AC
Mierniki napigcia analogowe f=30Hz do 44 Hz S Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe 1 mV do 20 mV 0,042 mV I/ENM
Multimetry 0,02 Vdo 1000 V 0,22 %
Mierniki parametrow sieci f=45Hz do 999 Hz Metoda bezposrednia
energetycznych 1 mV do 50 mV 0,042 mV
50 mV do 1000 mV 0,12 %
1Vdo 200V 0,032 %
200 V do 1000 V 0,060 %
f=1,0 kHz do 19,9 kHz
1 mV do 60 mV 0,042 mV
60 mV do 20 V 0,14 %
20V do 200 V 0,20 %
200 V do 700 V 0,10 %
f =20 kHz do 50 kHz
1 mVdo9mV 0,052 mV
9mVdo20V 0,42 %
Kalibratory f=45Hz do 20 kHz S Procedura wewnetrzna
Zasilacze 1 mV do 100 mV 0,05 mV I/E/3
Generatory 0,1Vdo750V 0,25 %

Zrodta wzorcowe

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Prad AC
Mierniki pradu cyfrowe f=30Hz do 44 Hz S Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu analogowe 10 pA do 100 pA 0,50 pA I/ENM
Multimetry 100 pA do 20 A 0,46 %
f=45Hz do 99 Hz Metoda bezposrednia
5 pA do 100 pA 0,24 pA
100 pA do 20 A 0,24 %
f=100 Hz do 999 Hz
5 pA do 100 pA 0,24 pA
100 Ado2A 0,24 %
2Ado20A 0,76 %
f=1kHz do 5 kHz
5 pA do 100 pA 1,4 uA
100 pA do 210 pA 1,4 %
210pAdo 2 A 0,76 %
Mierniki cegowe f=50Hz S Procedura wewnetrzna
4Ado18 A 0,20 A IIEN
18 Ado 160 A 1,1 %
160 A do 1000 A 0,8 % Metoda bezposrednia
Mierniki parametréow sieci energetycznych | 20 ms do 190 ms S Procedura wewnetrzna
(prad testerow RCD) 3mA do 10 mA 0,70 mA I/E/2
Mierniki zabezpieczen 10mAdo3A 7,0 %
réznicowopradowych 0,19sdo 1,00 s Metoda bezposrednia
3mA do 10 mA 0,18 mA
10 mAdo3A 1,8 %
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji analogowe 0Qdo30,0Q 0,020 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 30 Qdo 100 Q 0,026 Q I/E/M
Multimetry 0,1 kQ do 1 kQ 0,21 Q
1 kQ do 10 kQ 1,7Q Metoda bezposrednia
10 kQ do 100 kQ 17 Q
0,1 MQ do 1 MQ 0,17 kQ
1 MQ do 10 MQ 1,7 kQ
10 MQ do 100 MQ 1,3%
100 MQ do 1 GQ 2,8%
1GQ do 100 GQ 2,4 %
100 GQ do 1000 GQ 32%
punkty state:
0,00Q;0,1Q;1,0Q;10Q 0,006 Q
100 Q 0,007 Q
1kQ; 10 kQ; 100 kQ 0,006 %
1MQ 0,0001 MQ
10 MQ 0,002 MQ
100 MQ 0,5 MQ
1GQ 24 MQ
Mierniki rezystanciji petli zwarcia 1Qdo6Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 6Qdo10Q 1,0 % I/E/2
10 Q do 1000 Q 0,6 %
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji uziemienia 0,3Qdo6Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 6Qdo10Q 1,0 % I/E/2
10 Q do 1000 Q 0,6 %
Metoda bezposrednia
Mierniki parametrow sieci 0,2Qdo 10,0 Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
(rezystancja ciagtosci obwodu) 10 Qdo 20 Q 0,60 % IEI2
100 Q, 1000 Q 0,35 %
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji izolacji napiecie pomiarowe do 5 kV S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 10 kQ do 5 MQ 0,2 % I/E/2
5 MQ do 100 MQ 1,3%
100 MQ do 1 GQ 2,8 % Metoda bezposrednia
1GQ do 100 GQ 2,4 %
100 GQ do 1000 GQ 32%
Prébniki przebicia napiecie pomiarowe do 5 kV S Procedura wewnetrzna
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 10 kQ do 5 MQ 0,2 % I/E/4
5 MQ do 100 MQ 1,3 %
100 MQ do 1 GQ 2,8 % Metoda bezposrednia
1GQ do 100 GQ 2,4 %
100 GQ do 1000 GQ 32%

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Kalibratory rezystancji 0Qdo10Q 0,002 Q S Procedura wewnetrzna
Rezystory state 10 Q do 100 Q 0,02 % IE/I3
Rezystory regulowane 0,1 kQ do 100,0 kQ 0,01 %
Wzorce rezystancji 0,1 MQ do 10,0 MQ 0,04 % Metoda bezposrednia
10 MQ do 100 MQ 0,1 %
Rezystancja AC
Mierniki rezystanciji petli zwarcia 1Qdo6Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 6Qdo10Q 1,0 % I/E/2
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 10 Q do 1000 Q 0,6 %
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji uziemienia 0,3Qdo6Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 6Qdo10Q 1,0 % I/E/2
10 Q do 1000 Q 0,6 %
Metoda bezposrednia
Impedancja
Mierniki impedancji petli zwarcia 1Qdo6Q 0,06 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 6Qdo10Q 1,0 % I/E/2
10 Q do 1000 Q 0,6 %
Metoda bezposrednia
Pojemnos¢é
Mierniki pojemnosci punkty state (1 kHz): S Procedura wewnetrzna
Multimetry 1 nF, 10 nF, 20 nF, 1,0 % I/EN
50 nF, 100 nF, 1 pF,
10 uF 1,1% Metoda bezposrednia
Wysokie napiecie i prad
napiecie DC: 0,1 kV do 6 kV 1,5% S Procedura wewnetrzna
Prébniki przebicia IE/4
Mierniki napigcia przebicia
Zrédta wzorcowe
Zasilacze
napiecie AC: f=50Hz 1,5% S Procedura wewnetrzna
Prébniki przebicia 0,1 kV do 6 kV IE/4
Mierniki parametrow sieci
Zrédta napiecia
Testery bezpieczenstwa elektrycznego
Elektryczna symulacja wielkosci
Wskazniki (mierniki) temperatury w tym 0,16 °C S Procedura wewnetrzna
regulatory temperatury I/EI5
Przetworniki temperatury -270 °C do 1760 °C 03°C P w oparciu o
Symulatory temperatury wspoétpracujace ’ EURAMET cg-11v.2.0
z czujnikami termoelektrycznymi
Wskazniki (mierniki) temperatury w tym 0,06 °C S Procedura wewnetrzna
regulatory temperatury I/EI5
Przetworniki temperatury -270 °C do 850 °C 02°C P w oparciu o
Symulatory temperatury wspoétpracujace ’ EURAMET cg-11v.2.0
z czujnikami rezystancyjnymi
Czas (przedziat czasu)
Mierniki parametrow sieci 20 ms do 390 ms 1,2 ms S Procedura wewnetrzna
390 ms do 1000 ms 9,0 ms I/E/2
Metoda bezposrednia
Czestotliwos¢é
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 3 Hz do 30 Hz 0,05 % S Procedura wewnetrzna
Multimetry 30 Hz do 1 MHz 0,01 % I/EM
Mierniki parametrow sieci
Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
A L w
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Sita
Ekstensometry 0 ym do 300 pm 0,4 um S,P Procedura wewnetrzna
300 um do 20000 pym 1,3 ym 1/SI5
20 mm do 1300 mm 0,42 % w oparciu o
PN-EN ISO
9513:2013-06
Maszyny wytrzymatosciowe do prob 0,1 Ndo 1100 N 0,051 % S Procedura wewnetrzna
statycznych, do sit sciskajacych 0,1 % P 1/S12
Maszyny wytrzymatosciowe do prob w oparciu o
statycznych, do sit rozciggajacych PN-EN ISO
7500-1:2018-05
Przy uzyciu
obciaznikow
wzorcowych
Maszyny wytrzymatosciowe do prob S,P Procedura wewnetrzna
statycznych, do sit $ciskajacych 1/S/2
w oparciu o
PN-EN ISO
7500-1:2018-05
0,002 kN do 500 kN 0,12 % Przy uzyciu sitomierzy
wzorcowych klasy 0,5
500 kN do 1600 kN 0,24 % Przy uzyciu sitomierzy
wzorcowych klasy 1
Maszyny wytrzymatosciowe do prob 0,002 kN do 600 kN 0,12 % S,P Procedura wewnetrzna
statycznych, do sit rozciaggajacych 1/S/12
w oparciu o
PN-EN ISO
7500-1:2018-05
Przy uzyciu sitomierzy
wzorcowych klasy 0,5
Maszyny wytrzymatosciowe do préob 0 mm/min do 2500 mm/min 0,1 % S,P Procedura wewnetrzna
statycznych, do sit sciskajacych 1/S19
Maszyny wytrzymatosciowe do prob w oparciu o
statycznych, do sit rozciggajacych ASTM E2658-15
Urzadzenia technologiczne do sit
rozciagajacych
Urzadzenia technologiczne do sit
Sciskajacych
- predkos¢ przemieszczenia trawersy
Sitomierze 0,1Ndo 1100 N 0,05 % S Procedura wewnetrzna
Przetworniki 0,1 % P 1/s/4
w oparciu o
PN-EN ISO 376:2011
Przy uzyciu
obciaznikow
wzorcowych
Sitomierze 0,002 kN do 300 kN 0,12 % S,P Procedura wewnetrzna
Przetworniki 1/S/4
Urzadzenia technologiczne do sit w oparciu o
rozciggajacych PN-EN ISO 376:2011
Urzadzenia technologiczne do sit
Sciskajacych Przy uzyciu sitomierzy
wzorcowych klasy 0,5
Moment sity
Klucze dynamometryczne 0,2 N-m do 2000 N-m 0,3 % S, P Procedura wewnetrzna
1/S/8
w oparciu o
PN-EN ISO 6789-1:2017
PN-EN ISO 6789-2:2017
Momentomierze 0,2 N-m do 0,5 N'-m 0,2 % S Procedura wewnetrzna
Przetworniki momentu sity 0,5 N-m do 1000 N-m 0,1 % 1/S/3
w oparciu o
0,2 N‘m do 0,5 N'm 0,2 % P PN-EN ISO 6789-2:2017
0,5 N-m do 1000 N-m 0,15 % zat. C, BS7882:2017
Wkretarki dynamometryczne 0,2 N'm do 160 N-m 0,6 % S,P Procedura wewnetrzna
/s

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 045

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Twardos¢
Twardosciomierze Shore’a typu A S,P 1SO 48-9:2018
- sita 550 mN do 8050 mN 7,5mN
- przemieszczenie wgtebnika 0 mm do 2,5 mm 3,8 um
- Srednica wgtebnika 1,1 mm do 1,4 mm 5,4 um
- Srednica scietego stozka wgtebnika 0,78 mm do 0,80 mm 5,4 pm
- kat stozka wgtebnika 34,75° do 35,25° 5¢
- $rednica stopki dociskowej 0 mm do 20 mm 26 pm
- $rednica otworu stopki dociskowej 0 mm do 4 mm 5,4 ym
Twardosciomierze Shore’a typu D S,P 1SO 48-9:2018
- sita 0 mN do 44500 mN 35mN
- przemieszczenie wgtebnika 0 mm do 2,5 mm 3,8 um
- Srednica wgtebnika 1,1 mm do 1,4 mm 5,4 um
- promien wgtebnika 0,09 mm do 0,11 mm 54 pum
- kat stozka wgtebnika 29,75° do 30,25° 5¢
- Srednica stopki dociskowej 0 mm do 20 mm 26 pm
- Srednica otworu stopki dociskowej 0 mm do 4 mm
5,4 um
Wilgotnos¢ wzgledna
Higrometry 5°Cdo10°C 0,16 °C S Procedura wewnetrzna
Termohigrometry 70 %rh 1,9 %rh 1IWI1
10°C 0,16 °C
70 %rh 1,8 %rh
22°C 0,16 °C
30 %rh do 85 %rh 1,3 %rh
42°C 0,16 °C
57 %rh 1,3 %rh
Komory klimatyczne zakres temperatur 10 °C do 20 °C S,P EURAMET cg-20 v.5.0
70 %rh do 95 %rh 2,0 %rh
zakres temperatur 20 °C do 40 °C
35 %rh do 97 %rh 2,0 %rh
w temperaturze 40 °C
20 %rh do 80 %rh 2,0 %rh
w temperaturze 40 °C
95 %rh 3,5 %rh
Masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne do1g 2,6-102%% S, P Procedura wewnetrzna
1gdo200g 5-10% % /M1
200 g do 16000 g 1,6-103 % W oparciu o
16 kg do 100 kg 10,5103 % EURAMET cg-18 v.4.0
100 kg do 1500 kg 13-103 %
Cisnienie
Barometry 500 hPa do 1100 hPa 0,23 hPa S EURAMET cg-17 v.4.1
Cisnieniomierze elektroniczne
Cisnieniomierze sprezynowe
- ci$nienie absolutne bezwzgledne (gaz)
Cisnieniomierze elektroniczne -2450 Pa do 2450 Pa 0,001 - P S EURAMET cg-17 v.4.1
Cisnieniomierze sprezynowe P - wielko$¢ mierzona (Pa)
Przetworniki ci$nienia
- ci$nienie wzgledne (gaz) -0,1 MPa do -0,01 MPa 0,000059 - P S
P - wielko$¢ mierzona (MPa)
-0,01 MPa do -0,0015 MPa 0,00000059 MPa S
0,0015 MPa do 0,01 MPa 0,00000059 MPa S
0,01 MPa do 0,1 MPa 0,000059 - P S
P - wielko$¢ mierzona (MPa)
0,1 MPa do 0,6 MPa 0,00024 - P S
P - wielko$¢ mierzona (MPa)
-0,1 MPa do 2 MPa 0,0017 - P P
P - wielko$¢ mierzona (MPa)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 045
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Cisnieniomierze elektroniczne 0,1 MPa do 0,6 MPa 0,00016 MPa S EURAMET cg-17 v.4.1
Cisnieniomierze sprezynowe
Przetworniki cisnienia 0,6 MPa do 6 MPa 0,00024 - P S
- ci$nienie wzgledne (ciecz) P - wielko$¢ mierzona (MPa)
6 MPa do 7 MPa 0,0017 MPa S
7 MPa do 70 MPa 0,00024 - P S
P - wielko$¢ mierzona (MPa)
2 MPa do 70 MPa 0,0025- P P
P - wielko$¢ mierzona (MPa)
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym -70°C do 0°C 0,4°C S Procedura wewnetrzna
elektroniczne) 0°C do 50 °C 0,3°C 1IT/2
50 °C do 100 °C 0,4°C
Wzorcowanie
w komorze
klimatycznej
0°C 0,05°C Procedura wewnetrzna
30 °C do 250 °C 0,09 °C T2
250 °C do 1085 °C 0,9°C
1085 °C do 1290 °C 1,6 °C
0°C 0,05 °C P
30 °C do 200 °C 09°C
200 °C do 650 °C 1,1°C
Komory termostatyczne -40°Cdo 0°C 0,6°C" S, P Procedura wewnetrzna
Komory klimatyczne 0°C do 200 °C 0,5°C" 1IT/4
Termostaty cieczowe 30 °C do 200 °C 0,32°C S, P Procedura wewnetrzna
200 °C do 250 °C 0,72°C IITI8
Piece 30°C do 1100 °C 1,3°C" S, P Procedura wewnetrzna
Tz
Czujniki termoelektryczne z metali 0°C 0,3°C S Procedura wewnetrzna
szlachetnych i nieszlachetnych 30°C do 250 °C 0,4°C 1T
typu J, K, S 250 °C do 1085 °C 0,9 °C
1085 °C do 1290 °C 1,6 °C
Czujniki termometréow rezystancyjnych 0°C 0,05°C S Procedura wewnetrzna
30 °C do 250 °C 0,09 °C S IITI5
Temperatura (termometria radiacyjna)
Pirometry -30°C do -10°C 2,1°C S Procedura wewnetrzna
Pirometry radiacyjne -10°C do 35°C 1,4°C 1/TI6
Pirometry fotoelektryczne 35°C do 100 °C 1,3°C
Pirometry wielopasmowe 100 °C do 700 °C 1,9°C
Kamery termowizyjne 700 °C do 1085 °C 2,1°C
Bezstykowe uktady pomiaru temperatury 1085 °C do 1265 °C 2,6 °C
-30°C do -10 °C 2,9°C P
-10°C do 35°C 1,9°C
35°C do 100 °C 1,7°C
100 °C do 200 °C 2,1°C
200 °C do 300 °C 3,1°C
300 °C do 400 °C 39°C
400 °C do 1100 °C 4,4°C

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.

Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzonej.

Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w postaci réwnania Q[a; b] oznacza pierwiastek sumy

kwadratow wyrazow w nawiasach: Q[a; b] = (a? + b?)"2,

1 Wartosé niepewnosci pomiaru CMC dotyczy pojedynczego punktu w przestrzeni pomiarowej obiektu

wzorcowanego.
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Zakres akredytacji Nr AP 045

Labortronic Laboratoria Wzorcujgce Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka Komandytowa
ul. Zamknieta 6, 43-309 Bielsko-Biata

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Sita
Sitomierze 0,002 kN do 100 kN 0,12 % S, P Procedura wewnetrzna

Przetworniki

1/S/4
w oparciu o
PN-EN ISO 376:2011

Przy uzyciu sitomierzy
wzorcowych klasy 0,5

Wersja strony: A

Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng

i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzonej.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 045

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 045

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

— KIEROWNIK
Hotocr BIURA ds. AKREDYTACJI

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—
TADEUSZ MATRAS
dnia: 12.05.2025 r.
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